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El programa SimulaTEM [1,2] basa su éxito en su capacidad de calcular las
imagenes y los patrones de difraccion de objetos arbitrarios; siendo capaz de
simular moléculas, fronteras, nanoparticulas gemeladas con o sin sustratos etc.
En el presente trabajo extendemos el programa SimulaTEM para incluir la
posibilidad de simular condiciones de STEM. El nuevo programa también utiliza
el conocido método multicapas de Cowley.

A fin de disehar un enfoque adecuado, hemos elegido la plataforma MATLAB
para optimizar la fase de elaboracién de los algoritmos.

De lograr abatir el tiempo de computo el cual esta dado aproximadamente por
[3]:
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donde N,N, son el numero de pasos de muestreo en el potencial y NN} son

el numero de pasos de muestreo en la imagen de salida, MATLAB muy bien
podria ser la plataforma final.

Mostramos los primeros resultados de este proyecto, enfatizando como la
complejidad del calculo obliga a una profunda vectorizacion del programa.
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